
中央研究院關鍵議題研究中心（政府採購）申請書
	請購標的品名
	FIB聚焦離子束

	採購標的之性質種類
	■財物(包含儀器設備、試劑耗材、財物購置、訂製、租賃、權利使用等..)
□勞務(包含專業服務、技術服務、資訊服務、研究發展、維修、訓練、勞力等)

	規格及數量
	1. 規格：詳如規格需求書
2. 履約期限：決標次日起365日曆日。
3. 付款方式：■驗收合格後一次付款。
4. 保固期限：■自驗收合格之日起保固 1 年。
5. 交貨地點：中央研究院南部院區 
6. 本採購以□內購or■外購方式進行。

	預估經費來源
	55D2量子科技研究基地核心設施建置計畫

	預估金額
	新臺幣55,000,000元整

	採購理由說明
	聚焦離子束(Focused Ion Beam，FIB)是將離子源游離，經過電磁透鏡加速聚焦後作用於樣品表面。使用強電流離子束對表面原子進行剝離，進行微奈米級形貌加工，是奈米元件製程中極為重要的設備。新世代的離子槍可提供精細線寬(~10 nm深寬比1:3)與廣視野無扭曲的圖形刻劃。在量子科技的元件製作，其圖形尺度涵蓋微米與奈米等級，因此必須要兼具兩種尺度穩定度的FIB系統，才能建立完整的製程系統。此系統配置之電子槍在低加速電壓具有高解析的成像能力，此特點對於電子束敏感或導電性差的薄膜材料的加工亦不可或缺。

	限制性招標理由說明
	查本實驗室所需購置的FIB聚焦離子束一套，具有高靈敏之檢測器(detector)搭配高解析即時影像，例如: Insitu TEM試片製備需要高精度定位，可同時使用不同檢測器(detector)來觀測目標輪廓，還有不同材料對比與能精準取樣以進行TEM試片insitu實驗。因此需要Zeiss離子束奈米蝕刻交叉系統；此系統具備獨家專利，能在insitu TEM試片製備，有效提升準確度及成功率。德國Carl Zeiss Microscopy GmbH公司所生產的Crossbeam 550L FIB-SEM之規格為唯一符合目前實驗所需，經查其他廠商，並無規格相似之產品，且卡爾蔡司股份有限公司為台灣獨家授權代表。本案屬獨家供應，且無其他合適之替代標的，故請同意採政府採購法限制性招標方式（依採購法第22條第1項第2款），邀請卡爾蔡司股份有限公司公司辦理議價。

	檢附文件
	1.報價單、2.規格需求、3. 其它(獨家專利、獨家製造或供應)。

	以下欄位由承辦人員填寫

	採購方式
	1. 辦理方式：□政府採購法公開招標、■政府採購法限制性招標。

2. 議價方式：□由請購單位與廠商口頭議價、■與廠商開會議價。

3. 是否訂定合約：■是、□否。

	底價訂定
	■是，請購設施建議底價。     □其他:
□否，小額採購(30萬元)得不訂底價。

	請購人
	採購人員
	會計人員
	單位主管

	
	
	
	



